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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Cienkie warstwy 1010211261010237814
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Inzynieria Materialowa - studia | stopnia (brak) 3/6

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
Nanomateriaty polski obligatoryjny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 1 Cwiczenia: - Laboratoria: -  Projekty/seminaria: 1 2
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
(brak) (brak)

Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 2 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr Izabela Szafraniak-Wiza

email: izabela.szafraniak-wiza@put.poznan.pl
tel. 61 6653779

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzadzania

ul. Piotrowo 3 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. podstawowa z fizyki, chemii, nauki o materiatach
1 Wiedza:
L. . . | logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu
2 Umiejetnosci:
3 Kompetencje | rozumienie potrzeby uczenia sig i pozyskiwania nowej wiedzy
spoteczne

Cel przedmiotu:

celem jest zrozumienie czym jest cienka warstwa oraz znaczenia jakie cienkie warstwy odgrywajg w inzynierii materiatowej i
technice, zapoznanie studentéw z technikami otrzymywania cienkich warstw i metodami ich badan

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Zna pojecie cienkiej warstwy oraz zastosowania cienkich warstw w technice - [K_W08,K_W10]
2. Zna podstawowe techniki nanoszenia cienkich - [K_W12]
3. Zna podstawowe techniki badawcze wykorzystywane przy badaniach cienkich warstw - [K_W11]

Umiejetnosci:

1. Potrafi klasyfikowa¢ metody otrzymywania cienkich warstw w zaleznosci od: rodzaju stanu skupienia materiatu
nanoszonego, rodzaju materiatu, zakresu zadanej grubosci warstwy. - [K_U01]

2. Potrafi dobra¢ technike wytwarzania cienkiej warstwy - [K_U19,K U21]

Kompetencje spoteczne:

1. student, ktéry zaliczyt przedmiot, potrafi aktywnie angazowac si¢ w rozwigzywanie postawionych probleméw, samodzielnie
rozwijac i poszerza¢ swoje kompetencje - [K_KO01]

2. student, ktéry zaliczyt przedmiot, potrafi wspotpracowaé w ramach zespotu, wywigzywac sie z obowigzkéw powierzonych w
ramach podziatu pracy w zespole, wykaza¢ odpowiedzialno$é za prace wkasng i wspotodpowiedzialnosé za efekty pracy
zespotu - [K_K03]

Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia
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Wyktad: zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 5 pytan ogélnych (zaliczenie w przypadku poprawnej
odpowiedzi ha min. 3 pytania: <3 ? ndst, 3 ? dst, 3,5 ? dst+, 4 ? db, 4,5 ? db+, 5 ? bdb) przeprowadzane na koniec semestru.

Projekt: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego wykonywanego ¢wiczenia
laboratoryjnego, sprawozdanie z kazdego ¢éwiczenia laboratoryjnego wg wskazan prowadzacego ¢wiczenia laboratoryjne. Aby|
uzyskac zaliczenie laboratoriéw wszystkie éwiczenia muszg by¢ zaliczone (ocena pozytywna z odpowiedzi i sprawozdania).

Tresci programowe

Wyktady: Wykorzystanie cienkich warstw w elektronice. Cienkie warstwy epitaksjalne. Modele wzrostu cienkich warstw.
Przyktadowe podioza do produkcji cienkich warstw. Fizyczne metody otrzymywania cienkich warstw (ewaporacja, ablacja
laserowa, rozpylanie katodowe). Chemiczne techniki naktadania cienkich warstw (MOCVD, zol-zel, metoda hydrotermalna).
Warstwy wielokrotne i supersieci. Monokrystaliczne warstwy otrzymywane technologig smart cut (stosowanej do produkcji
SOI). Niekonwencjonalne metody litograficzne. Metody badani wlasnosci cienkich warstw.

Projekty:

Zadanie projektowe polegajace na doborze cienkiej warstwy oraz technologii jej wykonania do konkretnego zastosowania.
Literatura podstawowa:

1. P. Kula, Inzynieria Warstwy Wierzchniej, Wydawnictwo Politechniki t.odzkiej 2000

2. Wstep do fizyki ciata statego, Kittel C., PWN, Warszawa, 1999

Literatura uzupetniajaca:

1. D. Kotnarowska, M. Wojtyniak, Metody Badan Jakosci Powtok Ochronnych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2010
2. Nanoelectronics and Information Technology, Waser R., Wiley-VCH, Berlin, 2003

3. Handbook of thin film devices, Francombe M. H., Acad. Press, San Diego, 2000

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnosé Czas (godz.)

Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 30
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 15
Zajecia o charakterze praktycznym 15
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